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Vorrichtunq zur Waferinspektion 




Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Waferinspektion. Insbesondere 
betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Detektion von Defekten auf der 
Oberflache eines Wafers, der auf einem in zwei senkrecht zueinander 
5 stehenden Richtungen, verfahrbaren Tisch angeordnet ist. 

In der Halbleiterfertigung werden Wafer wahrend des Fertigungsprozesses in 
einer Vielzahl von Prozessschritten sequentiell bearbeitet. Mit zunehmender 
Integrationsdichte steigen die Anforderungen an die Qualitat der auf den 
Wafern ausgebiideten Strukturen. Urn die Qualitat der ausgebildeten 

10 Strukturen uberpriifen und eventuelle Defekte finden zu konnen, ist das 

Erfordernis an die Qualitat, die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit der 
den Wafer handhabenden Bauteile entsprechend. Dies bedeutet, dass der 
Tisch, der den Wafer in den zwei senkrecht zueinander angeordneten 
Richtungen verfahrt bei der Positionsbestimmung und bei Wiedererlangung 

15 der Position nach einen besonderen Ereignis, wie z.B. Stromausfall, Versagen 
der Steuersoftware und/oder Nothalt des gesamten Systems, eine schnelle 
und sichere Einstellung ermoglicht. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe eine Vorrichtung zur Waferinspektion zu 
schaffen mit der die Position des Tisches beim Auftreten eines besonderen 
20 Ereignisses sicher fixiert ist. 

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 
1 gelost. 

Es ist von besonderen Vorteil, wenn ein in zwei senkrecht zueinander 
angeordneten Raum richtungen verfahrbarer Tisch bei auftreten eines 
25 besonderen Ereignisses, wie z.B. Stromausfall, Softwareversagen oder 
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Nothalt des gesamten System, an der momentanen Position festgelegt wifd, 
die er gerade einnimmt. 

Der verfahrbare Tisch, auf dem ein zu inspizierender Wafer abgelegt ist, ist 
durch mehrere Luftdusen luftgelagert. Es ist mindestens ein Ventil 
5 vorgesehen, das mit mindestens einer elektrischen Steuereinheit verbunden 
ist. Das Ventil ist derart ausgestaltet ist, dass an den Luftdusen Normaldruck 
vorherrscht, wenn die elektrische Steuereinheit ein entsprechendes Signal 
liefert oder ein Ereignis anzeigt . 

Fur die Bewegung des Tisches entlang der beiden senkrecht zueinander 
10 angeordneten Richtungen ist jeweils ein erster und ein zweiter elektrischer 
Antrieb vorgesehen. Der erste und der zweite elektrische Antrieb ist ein 
Linearmotor. 

Der Tisch besteht aus einem ersten und einem zweiten Tischelement. Parallel 
zum ersten Linearmotor ist mindestens eine erste Schiene angeordnet, die mit 

15 einer Vielzahl von Luftdusen zusammenwirkt, wobei durch die Luftdusen Luft 
unter Druck austritt und somit ein Luftlager fur die Richtung X bildet. Ebenso 
ist parallel zum zweiten Linearmotor mindestens eine zweite Schiene 
angeordnet ist, die mit einer Vielzahl von Luftdusen zusammenwirkt, wobei 
durch die Luftdusen Luft unter Druck austritt und somit ein Luftlager fur die 

20 Richtung Y bildet. Bei geoffnetem Ventil liegt an den Luftdusen Normaldruck 
vor, so dass der Tisch (bzw. das erste und das zweite Tischelement) mit den 
Luftdusen auf der ersten und der zweiten Schiene aufsitzt und dadurch in der 
Position festlegt ist, die der Tisch wahrend der Erzeugung des Signals hatte. 
Das Ventil kann an der LQftduse selbst vorgesehen sein oder direkt in der 

25 Luftleitung selbst. 

In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand schematisch dargestellt und 
wird anhand der Figuren nachfolgend beschrieben. Dabei zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf den Tisch gemalS der Erfindung; 

Fig. 2 eine Seitenansicht des Tisches parallel zu der X-Richtung; 

30 Fig. 3 eine Seitenansicht des Tisches parallel zu der Y-Richtung; 


Fig. 4a eine Detailansicht einer ersten Ausfuhrungsform der 

Verbindung der LuftdQsen und der Steuereinheit; 

Fig. 4b eine Detailansicht einer zweiten Ausfuhrungsform der 

Verbindung der LuftdQsen und der Steuereinheit; und 

Fig. 5 eine Darstellung der Anordnung des Tisches im gesamten 

System zur Inspektion von Wafern. 

Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf den Tisch 2 der in einer ersten Richtung X und 
einer zweiten Richtung Y verfahrbar ist. Die erste und die zweite Richtung X, 
Y sind senkrecht zueinander angeordnet. Fur die Bewegung des Tisches 2 
entlang der ersten Richtung X ist ein erster elektrischer Antrieb 4 vorgesehen. 
Fur die Bewegung des Tisches 2 entlang der zweiten Richtung Y ist ein 
zweiter elektrischer Antrieb 6 vorgesehen. Der erste und der zweite 
elektrische Antrieb 4 und 6 ist jeweils als Linearmotor ausgebildet. Der Tisch 2 
ist aus einem ersten Tischelement 2a und einem zweiten Tischelement 2b 
aufgebaut. Das erste Tischelement 2a ist an mindestens einer Schiene 8 
gefuhrt, die parallel zu der ersten Richtung X ist. Ebenso ist das zweite 
Tischelement 2b ist an mindestens einer weiteren Schiene 10 gefuhrt, die 
parallel zu der zweiten Richtung Y ist. 

Das zweite Tischelement 2b umfasst mehrere LuftdQsen 12, die mit der 
mindestens zweiten Schiene 1 0 zusammenwirken. Ebenso besitzt das erste 
Tischelement 2b mehrere LuftdQsen 14, die mit der mindestens ersten 
Schiene 8 zusammenwirken. Durch die LuftdQsen 12 und 14 wird Gas unter 
einem Druck hoher als der vorherrschende Normaldruck ausgeblasen. Somit 
wird durch die LuftdQsen 12 zwischen den LuftdQsen 12 und der zweiten 
Schiene 10 ein Luftkissen erzeugt, das das zweite Tischelement 2b auf 
diesem annahernd reibungsfrei gleiten lasst. Ebenso wird durch die LuftdQsen 
14 zwischen den LuftdQsen 14 und der ersten Schiene 8 ein Luftkissen 
erzeugt, das das erste Tischelement 2a auf diesem annahernd reibungsfrei 
gleiten lasst. Die mindestens eine erste Schiene 8 und der erste elektrische 
Antrieb 4 auf einem massiven Block 16 montiert. Hinzu kommt, dass auf dem 
massiven Block 16 ebenfalls mehrere Anschlage 17 vorgesehen sind, die die 
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Bewegung des ersten Tischelements 2a beidseits in der Richtung X 
beschranken. Auf dem zweiten Tischelement 2b sind ebenfalls mehrere 
Anschlage 18 vorgesehen, die die Bewegung des zweiten Tischelements 2b 
beidseits in der Richtung Y beschranken. Das zweite Tischelement 2b tragt 
5 eine Aufnahme 20 fur einen Wafer 25 (siehe Fig. 2). In einem flexiblen Band 
22 sind mehrere Zuleitungen (nicht dargestellt) zum zweiten Tischelement 2b 
gefOhrt. In einem weiteren flexiblen Band 24 sind ebenfalls mehrere 
Zuleitungen (nicht dargestellt) zum ersten Tischelement 2a gefuhrt. Die 
Zuleitungen zum ersten bzw. zweiten Tischelement 2a oder 2b sind 
1 0 Luftdruckleitungen oder elektrische Leitungen. Mittels der flexiblen Bander 22 
und 24 ist somit ein geordnetes Folgen der Zuleitungen der Bewegungen des 
ersten und des zweiten Tischelements 2a und 2b moglich. 

Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Tisches 2 parallel zur Richtung X in Fig. 1 . 
Auf der Aufnahme 20 ist ein Wafer 25 aufgelegt und die Aufnahme ist ferner 

1 5 urn eine Drehachse 30 drehbar. Das erste Tischelement 2a wirkt mit mehreren 
LuftdUsen 14 und der mindestens ersten Schiene 8 zusammen. Durch die 
LuftdOsen 14 wird Gas unter einem Druck hoher als der vorherrschende 
Normaldruck ausgeblasen. Somit wird zwischen den LuftdOsen 14 und der 
ersten Schiene 8 Luftkissen erzeugt, das das erste Tischelement 2a entlang 

20 der ersten Schiene 8 annahernd reibungsfrei gleiten lasst. Die Bewegung des 
ersten Tischelements 2a wird durch die Anschlage 17 beidseitig beschrSnkt. 
Fig. 3 zeigt die Seitenansicht des Tisches 2 parallel zur Richtung Y in Fig. 1 . 
Das zweite Tischelement 2b ist entlang der zweiten Schiene 10 verfahrbar. 
Die zweite Schiene 10 wirkt mit den mehreren LuftdOsen 12 zusammen, die 

25 am zweiten Tischelement 2b vorgesehen sind. Die LuftdOsen 12 erzeugen 
Ober das mit Druck austretende Gas ein Luftkissen, auf dem das zweite 
Tischelement 2b entlang der zweiten Schiene 10 gleitet. Die Bewegung des 
zweiten Tischelements 2b ist beidseitig durch die Anschlage 18 begrenzt. Der 
Tisch 2 umfasst ferner eine Steuereinheit 27, mittels der die elektrischen 

30 Elemente bzw. die Luftzufuhr zu dem LuftdOsen 1 2 und 14 des ersten und des 
zweiten Tischelements gesteuert und geregelt werden. Wie z.B. in Fig. 3 
dargestellt ist, ist ein flexibles Band 22 zum zweiten Tischelement 2b gefOhrt. 
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lm Oder am flexiblen Band sind die entsprechenden elektrischen bzw. 
Luftleitungen von der Steuereinheit 27 zum zweiten Tischelement 2b bzw. zu 
dessen Luftdusen 12 vorgesehen. 

Die Figuren 4a und 4b zeigen eine schematische Darstellung eines Ventils 29 
5 im Wirkzusammenhang mit einer der LuftdQsen 12 ,oder 14. Das Ventil 29 ist 
mit der Steuereinheit 27 verbunden, und dass das Ventil derart ausgestaltet 
ist, dass es in den Luftlagern 12 und 14 Normaldruck herstellt, wenn die 
elektrische Steuerung 27 ein entsprechendes Signal liefert. Die Steuerung 27 
generiert dann ein Signal, wenn z.B. die Software ausfallt, die 
10 Stromversorgung des Systems versagt und/oder wenn ein Nothalt des 

gesamten Systems initiaiisiert wird. Die Figuren 4a und 4b zeigen jeweils eine 
Luftduse12 oder 14, die mit der Schiene 8 zusammenwirkt. Es ist fur einen 
Fachmann selbstverstandlich, dass die Auswahl einer LuftdOse fur die 
Darstellung der Erfindung gewahlt wurde und for alle anderen Luftdusen ein 
15 entsprechender Wirkzusammenhang gilt. Fig. 4a zeigt ein erstes 

AusfOhrungsbeispiel der Erfindung. Das Ventil 29 ist hier direkt an der 
Luftduse 14 angeordnet. Die Luftduse 14 ist uber mindestens eine Luftleitung 
32 mit der Steuereinheit 27 verbunden. Ober die Luftleitung 32 wird die 
Luftduse 14 mit Druckluft versorgt. Ebenso ist das Ventil 29 mit der 
20 Steuereinheit 27 Ober eine elektrische Leitung 34 verbunden. Die elektrische 
Leitung liefert an das Ventil 29 ein entsprechendes Signal, damit das Ventil 29 
offnet und in den Luftlagern Normaldruck herstellt. Durch die Herstellung des 
Normaldrucks erreicht man, dass aus den LuftdQsen keine Luft austritt und 
sowohl das erste als auch das zweite Tischelement 2a und 2b auf den 
25 jeweiligen Schienen 8 und 10 aufsitzt. In Fig. 4b ist die Ausfuhrungsform 

dargestellt, dass das Ventil 29 in der Luftleitung 32 von der Steuereinheit 27 
zur Luftduse 14 eingesetzt ist. Das erste und das zweite Tischelement 2a und 
2b sind, wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, mit flexiblen Bander 22 und 
24 verbunden, die die mindestens eine elektrische Leitung 34 und die 
30 mindestens eine Luftleitung 34 von der Steuereinheit zu den Luftdusen 1 2 und 
14 der Luftlager bzw. zu dem ersten und zweiten Tischelement 2a und 2b 
fUhrt. Die flexiblen Bander 22 und 24 uben auf das erste und das zweite 
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Tischelement 2a und 2b eine Kraft aus, die durch die bestromten 
Linearmotoren leicht uberwunden werden kann. Fall z. B. der Strom an den 
Linearmotoren aus, dann wurde die mechanische Kraft der flexiblen Bander 
22 und 24 ausreichen, urn das erste und/oder das zweite Tischelement 2a und 
5 2b aus der zu bewegen. Bei der Inspektion von Wafern oder 

Halbleitersubstraten ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Position des 
Tisches 2 bzw. des ersten und des zweiten Tischelements 2a und 2b immer 
bekannt ist. Wurde sich der Tisch 2 bei einem Stromausfall oder.einem 
Nothalt ohne Aufzeichnung der Positionsdaten bewegen, dann konnte es beim 
10 . Neustart des Systems zu Beschadigungen am Wafer kommen, da dieser in 
die dem System zugeordneten Kassetten (nicht dargestellt) 
zurucktransportiert werden muss. 

Fig. 5 zeigt eine Darstellung der Anordnung des Tisches 2 im gesamten 
System 100 zur Inspektion von Wafern. Das System 100 ist von einem 

15 Gehause 40 umschlossen und ist in einen ersten Abschnitt 42, einen zweiten 
Abschnitt 44 und einen dritten Abschnitt 46 unterteilt. Das Gehause 40 ist an 
alien AuBenflachen mit Wanden (nicht dargestellt) verschlossen, so dass im 
Innern des Gehauses 40 bestimmte Reinraumbedingungen vorliegen. Im 
ersten Abschnitt 42 des Gehauses 40 sind im Wesentlichen mehrere 

20 Beleuchtungseinrichtungen 51 und mindestens eine Detektionseinrichtung 52 
untergebracht. Der erste Abschnitt 42 ist vom zweiten Abschnitt 44 durch eine 
Montageplatte 60 getrennt. Das Licht der Beleuchtungseinrichtungen 51 wird 
Qber optische Mittel 61 durch die Montageplatte 60 hindurch auf die 
OberflSche des zu inspizierenden Wafers geleitet. Im zweiten Raum ist der 

25 Tisch 2 vorgesehen, der, wie bereits in der Beschreibung zu Figur 1 erwahnt 
ist, in Richtung X und in Richtung Y verfahrbar ist. Der Tisch 2 ist auf einer 
Trennplatte 70 montiert, die den zweiten und den dritten Abschnitt 44 und 46 
voneinander trennt. Der dritte Abschnitt 46 umfasst mehrere Steuereinheiten 
27 oder Rechner, die fOr die Steuerung, Kontrolle und Regelung des Systems 

30 100 und der einzelnen Komponenten des Systems verantwortlich sind. Hinzu 
kommt, dass hiermit ebenfalls Daten aufgenommen und ausgewertet werden. 
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Bezugszeichenliste: 





2 

Tisch 


2a 

erstes Tischelement 


2b 

zweites Tischelement 

5 

4 

erster elektrischer Antrieb 


6 

zweiter elektrischer Antrieb 


8 

erste Schiene 


10 

zweite Schiene 


12 

Luftdusen 

10 

14 

Luftdusen 


16 

Block 


17 

Anschlage 


18 

Anschlage 


20 

Aufnahme 

15 

22 

flexibles Band 


24 

flexibles Band 


25 

Wafer 


27 

Steuereinheit 


29 

Ventil 

20 

30 

Drehachse 
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32 Luftleitung 

34 elektrische Leitung 

40 Gehause 

42 erster Abschnitt 

44 zweiter Abschnitt 

46 dritter Abschnitt 

51 Beleuchtungseinrichtungen 

52 Detektionseinrichtung 

60 Montageplatte 

61 optische Mittel 
70 Trennplatte 
100 System 

X erste Richtung 

Y zweite Richtung 
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Patentansprtiche 




1 . Vorrichtung (1) zur Waferinspektion, mit einem in zwei senkrecht 
zueinander angeordneten Richtungen (X,Y) verfahrbaren Tisch (2), 
auf dem ein zu inspizierender Wafer (25) abgelegt ist und wobei 

5 der Tisch (2) luftgelagert ist und mehrere Luftdusen (12, 14) 

aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ventil (29) 
vorgesehen ist, das mit mindestens einer elektrischen 
Steuereinheit (27) verbunden ist, und dass das Ventil (29) derart 
ausgestaltet ist, dass an den Luftdusen (12, 14) Normaldruck 
10 vorherrscht, wenn die elektrische Steuereinheit (27) ein 

entsprechendes Signal liefert 

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
das Signal durch einen Spannungsabfall ausgelost ist. 

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
15 das Signal durch einen Nothalt ausgelost ist. 

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Signal durch ein Versagen der Software ausgelost ist. 

5. Vorrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass fOr die Bewegung des Tisches (2) entlang 

20 der beiden senkrecht zueinander angeordneten Richtungen (X, Y) 

jeweils ein erster und ein zweiter elektrischer Antrieb (4, 6) 
vorgesehen ist. 

6. Vorrichtung (1) nach einem der AnsprOche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste und der zweite elektrische Antrieb 

25 (4, 6) ein Linearmotor ist. 
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7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
parallel zum ersten Linearmotor mindestens eine erste Schiene (8) 
angeordnet ist, die mit einer Vielzahl von Luftdusen (12) 
zusammenwirkt, wobei durch die LuftdUsen (12) Luft unter Druck 

5 austritt und somit ein Luftlager fur die Richtung (X) bildet. 

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
parallel zum zweiten Linearmotor mindestens eine zweite Schiene 
(10) angeordnet ist, die mit einer Vielzahl von Luftdusen (14) 
zusammenwirkt, wobei durch die Luftdusen (14) Luft unter Druck 

1 0 austritt und somit ein Luftlager for die Richtung (Y) bildet. 

9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
bei geoffnetem Ventil (29) an den Luftdusen (12, 14) Normaldruck 
vorherrscht, so dass der Tisch (2) mit den Luftdusen (12, 14) auf 
der ersten und der zweiten Schiene (8, 10) aufsitzt und dadurch in 

1 5 der Position festlegt ist, die der Tisch (2) wahrend der Erzeugung 

des Signals hatte. 

10. Vorrichtung (1) nach einem der AnsprOche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Tisch (2) eine Aufnahme (20) fur die zu 
inspizierenden Wafer (25) aufweist. 

20 11. Vorrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 

gekennzeichnet, das der Tisch (2), die Linearmotoren, die 
zugehorigen Luftdusen (12, 14) fur ein erstes und ein zweites 
Tischelement (2a, 2b), mindestens eine Steuereinheit (27), 
Luftleitungen (32) und elektrische Leitungen (34) in einem Gehause 

25 angeordnet sind. 

12. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
das Ventil (29) an der LOftduse (12, 14) selbst vorgesehen ist. 

13. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
das Ventil (29) in mindestens einer Luftleitung (34) vorgesehen ist. 

30 
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Zusammenfassunq 


Es ist eine Vorrichtung (1) zur Waferinspektion offenbart. Ein in zwei 
senkrecht zueinander angeordneten Richtungen (X,Y) verfahrbarer Tisch (2) 
ist luftgelagert. Hierzu sind mehrere LuftdQsen (12, 14) vorgesehen. 
Mindestens ein Ventil (29) ist mit mindestens einer elektrischen Steuereinheit 
(27) verbunden, wobei das Ventil (29) derart ausgestaltet ist, dass an den 
LuftdQsen (12, 14) Normaldruck vorherrscht, wenn die elektrische 
Steuereinheit (27) ein entsprechendes Signal liefert. 


Fig. 1 






